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Die Erfindiing betrifft eine Vorrichtung zum Anrei- 
chern eines Tragergases oder Tragergasgemisches mit 
dem Dampf oder den Dampfen eines wenig flQchtigen, 
in Form kleiner fester Teilchen vorliegenden Stoffes 
oder Stoffgemisches, mit einera GefaB mit einem be- 
heizbaren Lnnenraum zur Aufhahme des Stoffes oder 
Stoffgemisches, der mit einer Zuleitung fur das Trager- 
gas und einer Ableitung fur das angereicherte Trager- 
gas versehen ist, wobei die Leitungen derart in den ln- 
nenraum munden, daB das Tragergas bei Betrieb der 
vorrichtung durch den Stoff oder das Stoffgemisch hin- 
durchstrSmt 

Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE-OS 
31 36895 bekannL Die bekannte Vorrichtung besteht 
aus einera verdampfergefaB mit DeckeL Innerhalb des 
VerdampfergefaBes bcfindet sich ein Sieb. auf dem beim 
Betrieb der vorrk Stung ein pulverformiger Ausgangss- 
toff liegt Unterhaib des Siebes bzw. in dessen Bereich 
ist im VerdampfergefaB ein Heizelement angeordnet 
Von einem Tragergas- Vorratsbehalter fOhrt eine Zulei- 
tung zum VerdampfergefaB, in das die Zuleitung unter- 
haib des Siebes mGndeL Vom lnnenraum des Verdamp- 
fergefaBes oberhalb des Siebes fuhrt eine Dampf-Ablei- 
tung zu einem Reaktor, in dem eine reaktive Abschei- 
dung aus der Gasphase stattfmdet, in dem also ein CVD- 
Verfahren durchgefOhn wird. Die Untersuchungen. die 
zur Erfmdung gefQhrt haben, befaBten sich mit der An- 
reicherung von Trngergasen mit Gasen fur die reaktive 
Abscheidung insbesondere von Seltenerdmetallen (III 
B-Metallen) bzw. Seltene.dmeta-i/erbindungen (III 
B-Verbindungen), spezrell vov. Thorium und Thorium- 
verbindungen. aus der Gasphase. Da Jie entsprechen- 
den Ausgangsverbindungen fOr das CVD-Verfahren in 
der Regel als metallorganische Verbindungen bei Zim- 
mertemperatur pulverf6rmig vorliegen — nur solche 
sind bei leichtem Erhitzen schon etwas flflchtig -. wird 
die Ausgangsverbindung mit einem Tragergas zu einer 
Substratoberflache transportiert. auf der Schichten ab- 
geschieden werden sollen. Das Tragergas, vorzugsweise 
ein Edelgas. insbesondere Argon, durch strdmt einen 
Sattiger. der mit der pulverfdrmigen Ausgangsverbin- 
dung gefailt ist und auf eine geeignete Temperatur auf- 
geheizt ist 

Die aus der DE-OS 31 36 895 bekannte Vorrichtung 
hat den Nachteil daB sie nur einen kurzen Durchstrd- 
mungsweg des Gases durch das gasbildende Material 
aufweist. Die Ausbcute an Reaktionsgas fOr das CVD- 
Verfahren bzw. dessen Konzentration im Gasstrom sind 
dementsprechend niearig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine Vor- 
richtung der etngangs genannten Art. insbesondere ei- 
nen Sattiger. zu schaffen. die bzw. der einen langen 
Durcttstroznungsweg aufweist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaBdadurchgelost. 
daB das GefaB einen hcrausnchmbaren. genau passen- 
den Metallkorper enthalt. daB in mindestens eine Au- 
Benwandung des Metallkorpers mindestens eine Rille 
eingearbeitet ist und daB diese AuBenwandung mil ei- 
ner Innenwandung. des; QcfaB.es ; de cart in. Berphrung 
stent, daB die Rille den genannten lnnenraum bildet 

Um einen moglichst tangen Durchstrdmungsweg zu 
erreichen, mutt die Rille moglichst larig seih. HierfQr ist 
es zweckmaBig, daB die Rille spiratfdrrnig oder zick- 
zackfdrmig odermSanderfdrmig gewunden ist 

Die AuBenwandung des Metallkdrpers, in die die Ril- 
le eingearbeitet ist, steht vorzugsweise mit dem Boden 



des GefaBes in Berflhning. Hieraus ergibt sich, daB die 
Rille vorzugsweise in die Unterseite des Metallkorpers 
eingearbeitet ist Es ist aber auch moglich, die Rille in die 
Seitenwande des Metallk6rpers einzuarbeiten. 
5 Um zu vcrhindern, daB Teilchen des Stoffes oder 
Stoffgemisches vom Tragergas mitgerissen werden, ist 
es zweckmaBig, zwischen der Gasableitung und dem 
lnnenraum einen gasdurchlassigen KLorper anzuordnea 
Die Vorrichtung nach der Erfindung hat den Vorteil, 
io daB sie sich auf einfache Weise mit dem feinteiligen 
dampfbDdenden Stoff oder Stoffgemisch, Z.B. einem Pul- 
ver, fallen laBt Beisptelsweise wird zum Foil en eines 
erfindungsgemaBen Sanigers die in die Unterseite eines 
Kupferblocks eingearbeitete Rille bis zum Boden einer 
15 mit dem Pulver gerade ausreichend gefQIlten Wanne 
oder Pfanne aus V2A-Edelstahl eingedruckt Die so ge- 
fullte Rille wind bei Betrieb vom Tragergas durchstromt 
Eine spiralformige Ausbildung der Rille hat den zu- 
satzlichen Vorteil, daB vermittels einer Drehbewegung 
20 in SpiralauBenrichtung eine dichte Fullung der Rillen 
mit dem Pulver erreicht wird und zugleich der Boden- 
kontakt der Aufsatzflachen recht gut wird. 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung ist der. daB sich ihre Teile nach Herausnahme des 
25 Metallkdrpers leicht reinigen lassen. 

Einige AusfflhrungsNjispiele der Erfindung sind in ei- 
ner Zeichnung dargestellt und werden im folgenden na« 
her erlautert In der Zeichnung zeigen: 
Fig. 1 einen Sattiger im Schnitt 
30 Fig. 2 einen heruusiiehmbaren Metallkdrper (Metall- 
einsatz) mit spiralf ormiger Rille und 

Fig. 3 einen herausnehmbaren Metallkorper (Metall- 
einsatz) mit maanderfdrmiger Rille. 
Die zeitliche Abfolge der Inbetriebnahme des Satti- 
35 gers nach Fig. 1 verlSuft folgendermaBen: Zuerst wird 
in eine Pfanne 1 aus Edelstahl feines gasbildendes Pul- 
ver eingefullt AnschlieDend wird ein genau passender 
Kupferblock 2 mit einer in dessen Unterseite eingear- 
beiteten Spiralnut oder Spiralriile 3 fest auf das Pulver 
40 aufgedruckt und zwar mit einer Drehbewegung entge- 
gen der spateren Stromungsrichtung, und passend zum 
TragergaseinlaB 4 mit einem Stift (nicht dargestellt) ver- 
ankert Der Gasaustritt 5 liegt in der Mine des Kupfer- 
blocks und enthalt ein Maschengitter und davorgestopf- 
45 te AbOj-Wolle. Dieses kombinierte Sieb soli einen Aus- 
tria des Pulvers vcrhindern. 

Ober dem Kupferblock 2 kann noch ein weiterer 
Kupfereinsatz. z.B. ert Hohlzylinder mit AbschluB und 
Austrittsdffnung (nicht dargestellt). eingesetzt und mit 
50 einem BajonettverschluB mil festem Andruck auf dem 
Sauigerblock festgeklemmt werden. Der Raum zwi- 
schen Kupfereinsatz und Sattigerblock stellt dann eine 
Mischkammer fur weitere CVD-Ausgangsgase dar. 
Ober deren Austrittsdiise kann dann das zu beschich- 
ss tende Substrat in einem Reaktor angeordnet werden 
(nicht dargestellt). 

In Fig. 2 itt ein Metallkorper 2 mit sptralfdrmigcr 
Rille 3 und in Fig. 3 ein Metallkarper 2 mit maanderfor- 
miger Rille 3 dargestellt. wobei der TragergaseinlaB mit 
GO, 4 und der Gasaustritt mit5 bezeichnetsind, 

m bi|6^uBenwande.y6ri Saitiger-'uni-Reaktor bes^ehen 
V2A-Edelstani ; und sTnH- hochVSklnlrridicht fiusge- 
?fOhrt Sie befinden sich in etnem 6fen mil getrennter 
rHeiziing fOr den Sattiger und fur den Reaktor und die 
55 Mischkammer. Letztere befinden sich bei Betrieb auf 
etwas hdherer Temperatur als der SSlllger. um einen 
Wandniederschlag der lit B- Ausgangsverbindung zu 
vcrmeiden. Nach einer Reihe von Beschichtungen ist in 
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der Regel eine Reinigung der Sattigeranordnung und 
ein emtutes Fallen mil der Ausgangsverbindung not- 
wendig, da viele der verwendeten pulverf Brnugen me- 
tallorganischer. Ausgangsverbindungen m der Nahe des 
Schmelzpunktes schon zu dissozueren beginneo aber s 
gerade don auch den hochsten auf d.e Dauer reahsier- 
baren Dampfdruck aufweisen. AuBerdem kann euie 
sukzessive Zersetzung durcb Kontakt nut den bemi 
CVD-Verfahren entstehenden aggressiven Verbindun- 
«en (z-B. WF 6 und HF) verursacht werden. w 

Die gesaroteAnordnung kann zu Reirogungszwecken 
out wenigen Handgriffen auseinandergenommen und 
mittels einer BQrste in verdOnnten LCsungen von Deter- 
gentien gereinigt werden, mit anschl.eBendem Nach- ^ 

^BeTdTAnwendung d « larigexswurden ah ipulver- 
fSrmiae Ausgangsverbindungen Thonumacetylaceto- 
? W *»• Thoriumtrinuoracetylacetonat 
fTh(3FAA),) und als Tragergas Argon verwendeL Die 
Sngertemperatur betrug hei der FiUlung nut Th(AA)4 20 
160'C ± S°C bzw. 100 bis 120-C be, WAAfc-FOi. 
lung; die Reaktortemperatur lag 20»C uber der Sam- 
guSstemperatur. Als Abscheidungspschwn-vd.gke.ten 
mr d e Thorium enthahenden Schichten wivrden etwa 
o!lbisO,4pin/minerziel,.diebeiTh(AA),be.derjewe.k 25 

dritten Beschichtung stark abnahmen und be. 
Th(3FAA)4 etwa 6 Beschichtungen lang reahsiert wer- 
den konnten. wobei die Dauer einer Besch.chtung hoch- 
stens 4 Stunden betrug. 

PatentansprOche 

1 Vorrichtung zum Anreichern eines TrSgergases 
oder Tragergasgemisches mit dem Dampf oder den 
Dampfen ernes wenig fluchtigen, in Form kleiner 35 
fester Teilchen vorliegenden Stoffes oder Stoffge- 
misches. mit einem GefaB mit einem beheizbaren 
Innenraum zur Aufnahrne des Stoffes oder Stoffge- 
misch.s. der mit einer Zuleitung fur das Tragergas 
und einer Ableitung fOr das angeretcherte Trager- 40 
gas versehen ist, wobei die Leitungen derartin den 
Innenraum munden, daB das Tragergas beiBetneb 
der Vorrichtung durch den Stoff oder das Stoffge- 
misch hindurchstrdmt, dadurch gekennzeicnnet, 
daB das GefaB (1) einen herusnehmbaren. genau 45 
passenden Metallkdrper (2) enthalt. daB in mmde- 
stens eine AuBenwandung des Metallkorpers eine 
Rille (3) eingearbeitet ist und daB diese AuBenwan- 
dung mit einer h.nenwandung des GefaBes derart 
in BerQhrung stent, daB die Rille den genannten 50 
Imunraum bildet 

Z Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeicnnet. daB die Rille (3) spiralfdrmig oder zick- 
zackformig oder mSanderfdrmig gewunden 1st. 
3 Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch 55 
gekennzeicnnet. daB die AuBenwandung des Me- 
tallkOrpers (2). in die die Rille (3) eingearbeitet isu 
mit dem Boden des GefaBes (t) ir. BerOhrung stent 
4. Vorrichtung nach Anspruch I. 2 oder 3, dadurch 
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